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(57)【要約】
 第１の光学系と、第２の光学系と、遮光シャッタ３５
と、マグネットロータと、駆動コイル４４、４５と、検
出コイル４１、４２と、ＣＰＵ８０と、を具備し、ＣＰ
Ｕ８０は、駆動コイル４４、４５への直流電流の付与制
御及び検出コイル４１、４２への交流電流の付与制御を
行うとともに、検出コイル４１、４２に交流電流が付与
された場合において、検出コイル４１、４２の中空部に
発生する磁界が磁性体によって遮られた際のインダクタ
ンスの変化を交流電流の値から検出することにより、遮
光シャッタ３５の回動位置を検出する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
 被検体内に挿入される内視鏡の挿入部に設けられた、前記被検体内を観察する第１の光
学系と、
 前記挿入部に設けられた、前記第１の光学系と視差を有して前記被検体内を観察する第
２の光学系と、
 前記第１の光学系の第１の光路を遮る第１の位置と前記第２の光学系の第２の光路を遮
る第２の位置との間において回動自在であるとともに、少なくとも一部に磁性体が設けら
れたまたは少なくとも一部が磁性体から構成された遮光シャッタと、
 前記遮光シャッタの回動軸に固定されたマグネットロータと、
 直流電流が付与されることによって前記マグネットロータに磁力を付与することにより
、前記遮光シャッタを前記第１の位置から前記第２の位置へまたは前記第２の位置から前
記第１の位置へと回動させる駆動コイルと、
 前記遮光シャッタの回動に伴う前記磁性体の回動領域に設けられた、交流電流が付与さ
れる検出コイルと、
 前記第１の光学系を介して観察した前記被検体の観察部位の第１の像と前記第２の光学
系を介して観察した前記観察部位の前記第１の像とは視差を有する第２の像とが、前記遮
光シャッタにより時差を以て受光面全体に個別に結像される撮像素子と、
 前記内視鏡内または該内視鏡が接続される装置本体内に設けられた、前記撮像素子の前
記受光面に結像された前記第１の像及び前記第２の像から前記観察部位の計測を行う制御
部と、
 を具備し、
 前記制御部は、前記駆動コイルへの前記直流電流の付与制御及び前記検出コイルへの前
記交流電流の付与制御を行うとともに、前記検出コイルに前記交流電流が付与された場合
において、前記検出コイルの中空部に発生する磁界が前記磁性体によって遮られた際のイ
ンダクタンスの変化を前記交流電流の値から検出することにより、前記遮光シャッタの回
動位置を検出することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記検出コイルに前記交流電流が付与されている間、前記駆動コイルに
前記直流電流が付与されても前記インダクタンスの変化が検出できない際、前記遮光シャ
ッタが非移動状態であることを検出し、前記撮像素子を介して得られた前記観察部位の計
測値が不正確であることを警告する制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
装置。
【請求項３】
 前記制御部の駆動制御により、前記駆動コイルに前記直流電流を付与する直流電源と、
前記検出コイルに前記交流電流を付与する交流電源とをさらに具備し、
　前記直流電源と前記交流電源と前記駆動コイルと前記検出コイルとは直列に接続されお
り、
　前記制御部は、前記直流電流及び前記交流電流を、前記駆動コイル及び前記検出コイル
に重畳して付与する制御を行うことを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記検出コイルは前記駆動コイルに対し、前記検出コイルの前記中空部により生成され
る磁界方向と前記駆動コイルの中空部により生成される磁界方向とが直交するよう設けら
れていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記検出コイルは、前記第１の位置において前記中空部が前記磁性体によって遮られる
一方の前記検出コイルと、前記第２の位置において前記中空部が前記磁性体によって遮ら
れる他方の前記検出コイルとの２つから構成されていることを特徴とする請求項１～４の
いずれか１項に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
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　一方の前記検出コイルは、他方の前記検出コイルよりもコイル素線の巻き数が多く形成
されており、
　前記制御部は、
 前記磁性体が前記遮光シャッタの回動に伴い前記第１の位置及び前記第２の位置におい
て前記各検出コイルの中空部の前記磁界を遮ることによって発生する前記インダクタンス
の前記巻き数の違いによる差を検出することにより、前記遮光シャッタが前記第１の位置
から前記第２の位置へと移動したことまたは前記第２の位置から前記第１の位置へと移動
したことを検出し、
　前記磁性体が前記遮光シャッタの回動に伴い前記各検出コイルの前記中空部の前記磁界
を開放することによって発生する前記インダクタンスの減少を検出することにより、前記
遮光シャッタが前記第１の位置と前記第２の位置との間に位置していることを検出するこ
とを特徴とする請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記磁性体は、前記遮光シャッタが前記第１の位置に移動した際は、一方の前記検出コ
イルの前記中空部の前記磁界を遮るとともに他方の前記検出コイルの前記中空部の前記磁
界を開放し、前記遮光シャッタが前記第２の位置に移動した際は、他方の前記検出コイル
の前記中空部の前記磁界を遮るとともに一方の前記検出コイルの前記中空部の前記磁界を
開放する大きさに形成されていることを特徴とする請求項５または６に記載の内視鏡装置
。
【請求項８】
　前記検出コイルは１つから構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記検出コイルは、前記第１の位置と前記第２の位置との間の位置に設けられおり、
　前記制御部は、前記磁性体が前記遮光シャッタの回動に伴い前記中空部の前記磁界を一
時的に遮ることによって、一定時間において前記インダクタンスが一時的に増加したこと
を検出した際、前記遮光シャッタが前記第１の位置から前記第２の位置へと移動したこと
または前記第２の位置から前記第１の位置へと移動したことを検出することを特徴とする
請求項８に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記検出コイルは、前記第１の位置または前記第２の位置に設けられており、
　前記制御部は、前記磁性体が前記遮光シャッタの回動に伴い前記第１の位置または前記
第２の位置において前記中空部の前記磁界を遮るまたは開放することによって、前記イン
ダクタンスの増加または減少を検出した際、前記遮光シャッタが前記第１の位置から前記
第２の位置へと移動したことまたは前記第２の位置から前記第１の位置へと移動したこと
を検出することを特徴とする請求項８に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記磁性体は、前記遮光シャッタの全面を覆う大きさに形成されていることを特徴とす
る請求項８～１０のいずれか１項に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　前記検出コイルは、前記駆動コイルに当接した状態で設けられていることを特徴とする
請求項１～１１のいずれか１項に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記検出コイルは、前記第１の光路と前記第２の光路とを結ぶ領域内に設けられている
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の内視鏡装置。
【請求項１４】
　前記検出コイルは、フレキシブル基板にコイルパターンとして形成されていることを特
徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、内視鏡の挿入部内に、被検体内を観察する第１の光学系と、第１の光学系と
視差を有して被検体内を観察する第２の光学系とを具備する内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
 周知のように、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療
分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を被検体内となる体腔内に挿入すること
によって、体腔内の臓器を観察したり、必要に応じて処置具の挿通チャンネル内に挿入し
た処置具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　また、工業用分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を被検体内となるジェッ
トエンジン内や、工場の配管、機械内部等に挿入することによって、被検体内の傷及び腐
蝕等の観察や各種処置等を行うことができる。
【０００４】
　また、内視鏡の挿入部の挿入方向の先端側（以下、単に先端側と称す）に位置する先端
部内に、観察光学系やＣＣＤ等の撮像素子を具備する撮像ユニットが設けられた構成が周
知である。
【０００５】
 ここで、例えば工業用の内視鏡を用いた被検体内の観察において、機械内部の損傷や欠
損、患部等の観察部位を定量的に計測する技術として、同一箇所を視差のある２方向から
撮像するとともに、該撮像した視差のある２つの静止画像間の相関演算により各画像上で
の計測点のずれ量を求め、該ずれ量から既知の三角測量の原理を用いて観察部位の大きさ
や深さ等を定量的に計測する、所謂ステレオ計測が周知である。
【０００６】
 例えば、日本国第特許第４７５０１７５号公報には、挿入部の先端部内に第１の光学系
と、該第１の光学系とは視差を有する第２の光学系とが並設されているとともに、第１の
光学系及び第２の光学系の挿入方向の後方（以下、単に後方と称す）に撮像素子が設けら
れ、さらに、挿入方向における第１の光学系及び第２の光学系と撮像素子との間に、撮像
素子の受光面の全面に第１の光学系を通過した第１の光束と、第２の光学系を通過した第
２の光束とを時差を有して個別に入光させる時差光路分割切替手段となる遮光シャッタが
設けられており、受光面の全面に第１の光学系を介して結像された観察部位の第１の像と
、受光面の全面に遮光シャッタにより第１の画像とは時差を有して第２の光学系を介して
結像されるとともに第１の画像とは視差を有する観察部位の第２の像とを用いて、観察部
位の大きさや深さ等を高精度に計測するステレオ観察装置の構成が開示されている。
【０００７】
 ところで、内視鏡を用いて観察部位を計測する際、挿入部の先端部の動きを固定した状
態で行うが、被検体内に挿入されている先端部は、被検体外において挿入部を把持する作
業者から離れて位置していることから先端部を固定することは難しい。よって、計測中で
あっても先端部が不意に移動してしまう可能性がある。
【０００８】
 ここで、日本国第特許第４７５０１７５号公報に開示されたステレオ観察装置を用いて
観察部位の計測を行う場合、仮に、遮光シャッタが故障してしまうと、撮像素子の受光面
には、例えば遮光シャッタが第２の光学系を遮っている場合、第１の光学系を通過した第
１の光束のみが入光され続けてしまうが、上述したように先端部が動いてしまうと、時差
を有して第１の光学系を通過した第１の光束間に視差が生じてしまうため、視差を有する
２つの画像から間違った計測結果を算出してしまい正確な計測が出来ないといった問題が
あった。尚、該問題は、遮光シャッタが第１の光学系を遮っているときであっても同様で
ある。
【０００９】
 このような問題に鑑み、先端部内に、遮光シャッタの移動を検出するホール素子等を設
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ける構成も周知ではあるが、ホール素子を設けてしまうと先端部が大径化してしまうばか
りか挿入方向に長くなってしまうといった問題があった。
【００１０】
 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、遮光シャッタの移動を確実に検出
できることにより高精度かつ正確な観察部位の計測を先端部の小径化及び短小化とともに
実現できる構成を具備する内視鏡装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様による内視鏡装置は、被検体内に挿入される内視鏡の挿入部に設けられ
た、前記被検体内を観察する第１の光学系と、前記挿入部に設けられた、前記第１の光学
系と視差を有して前記被検体内を観察する第２の光学系と、前記第１の光学系の第１の光
路を遮る第１の位置と前記第２の光学系の第２の光路を遮る第２の位置との間において回
動自在であるとともに、少なくとも一部に磁性体が設けられたまたは少なくとも一部が磁
性体から構成された遮光シャッタと、前記遮光シャッタの回動軸に固定されたマグネット
ロータと、直流電流が付与されることによって前記マグネットロータに磁力を付与するこ
とにより、前記遮光シャッタを前記第１の位置から前記第２の位置へまたは前記第２の位
置から前記第１の位置へと回動させる駆動コイルと、前記遮光シャッタの回動に伴う前記
磁性体の回動領域に設けられた、交流電流が付与される検出コイルと、前記第１の光学系
を介して観察した前記被検体の観察部位の第１の像と前記第２の光学系を介して観察した
前記観察部位の前記第１の像とは視差を有する第２の像とが、前記遮光シャッタにより時
差を以て受光面全体に個別に結像される撮像素子と、前記内視鏡内または該内視鏡が接続
される装置本体内に設けられた、前記撮像素子の前記受光面に結像された前記第１の像及
び前記第２の像から前記観察部位の計測を行う制御部と、を具備し、前記制御部は、前記
駆動コイルへの前記直流電流の付与制御及び前記検出コイルへの前記交流電流の付与制御
を行うとともに、前記検出コイルに前記交流電流が付与された場合において、前記検出コ
イルの中空部に発生する磁界が前記磁性体によって遮られた際のインダクタンスの変化を
前記交流電流の値から検出することにより、前記遮光シャッタの回動位置を検出する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施の形態の内視鏡装置の斜視図
【図２】図１の先端部内に設けられた撮像ユニットの斜視図
【図３】図２の撮像ユニットにおけるアクチュエータユニットを、第１の光学系、第２の
光学系及び絞り板とともに図２中のIII方向からみて示す斜視図
【図４】図３の第１の光学系の第１の光路を遮光シャッタにより遮ったアクチュエータユ
ニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板とともに示す斜視図
【図５】図３、図４のアクチュエータユニットを拡大して示す斜視図
【図６】図５の遮光シャッタを移動させるとともに該移動を検出する図１の内視鏡装置の
回路を概略的に示すブロック図
【図７】図２の遮光シャッタの移動に伴って図６のインダクタンス検出部によって検知さ
れた第１の位置と第２の位置との間におけるインダクタンス変化を示す図表
【図８】図６の駆動コイルと検出コイルとを直列に接続した変形例における、遮光シャッ
タを移動させるとともに該移動を検出する図１の内視鏡装置の回路を概略的に示すブロッ
ク図
【図９】第２実施の形態の内視鏡装置における内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた撮
像ユニットのアクチュエータユニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板ととも
に示す斜視図
【図１０】図９の第１の光学系の第１の光路を遮光シャッタにより遮ったアクチュエータ
ユニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板とともに示す斜視図
【図１１】遮光シャッタの第１の位置と第２の位置との間に移動に伴い、一定時間におい
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て図９、図１０の検出コイルの中空部を磁性体が遮った際のインダクタンス検出部によっ
て検出されたインダクタンス変化を示す図表
【図１２】第１の位置または第２の位置に図９、図１０の検出コイルを設けた際のインダ
クタンス検出部によって検出された遮光シャッタの第１の位置と第２の位置との間におけ
るインダクタンス変化を示す図表
【図１３】第３実施の形態の内視鏡装置における内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた
撮像ユニットのアクチュエータユニットに対して着脱自在なフレキシブル基板に、検出コ
イルが設けられた構成を示す斜視図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、以下、内視鏡装置は、工業
用の内視鏡装置を例に挙げて説明する。
【００１４】
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態の内視鏡装置の斜視図である。　
　図１に示すように、内視鏡装置１００は、内視鏡１と、該内視鏡１に接続された装置本
体５０とにより主要部が構成されている。
【００１５】
　内視鏡１は、細長で可撓性を有する挿入部１０と、該挿入部１０の挿入方向Ｓの基端（
以下、単に基端と称す）に接続された、把持部１５ｈを有する操作部１５と、該操作部１
５の把持部１５ｈから延出されたユニバーサルコード１７とを具備して主要部が構成され
ている。
【００１６】
　挿入部１０に、該挿入部１０の先端側から順に、先端部１１と、操作部１５に設けられ
たジョイスティック１５ｊの操作により、例えば上下左右の４方向に湾曲自在な湾曲部１
２と、可撓性部材にて形成された長尺な可撓管部１３とが連設されており、可撓管部１３
の基端が操作部１５に接続されている。
【００１７】
　尚、操作部１５には、ジョイスティック１５ｊの他、先端部１１内に設けられた後述す
る撮像ユニット２５（図２参照）における撮像動作を指示する図示しない各種スイッチや
、後述する計測スイッチ１５ｉ（図６参照）等が設けられている。尚、計測スイッチ１５
ｉは、装置本体５０に設けられていても構わない。
【００１８】
　装置本体５０は、例えば箱状を有しており、例えばマグネシウムダイキャストにより構
成された外装筐体５０ｇに、内視鏡１の撮像ユニット２５により撮像された内視鏡画像を
表示するモニタ５５が、例えば外装筐体５０ｇに対し開閉自在に固定されている。尚、モ
ニタ５５は、外装筐体５０ｇに対し着脱自在であっても構わないし、常にモニタ面が露出
された状態で固定されていても構わない。
【００１９】
 次に、先端部１１内に設けられる撮像ユニットの構成について、図２～図５を用いて説
明する。
【００２０】
 図２は、図１の先端部内に設けられた撮像ユニットの斜視図、図３は、図２の撮像ユニ
ットにおけるアクチュエータユニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板ととも
に図２中のIII方向からみて示す斜視図である。
【００２１】
 また、図４は、図３の第１の光学系の第１の光路を遮光シャッタにより遮ったアクチュ
エータユニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板とともに示す斜視図、図５は
、図３、図４のアクチュエータユニットを拡大して示す斜視図である。
【００２２】
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 図２に示すように、先端部１１内には、撮像ユニット２５が設けられている。具体的に
は、撮像ユニット２５は、被検体内を観察する第１の光学系２１と、該第１の光学系２１
と視差を有して被検体内を観察する第２の光学系２２と、絞り板２７とを具備している。
【００２３】
 第１の光学系２１は、対物レンズ２１ａと、該対物レンズ２１ａよりも後方に位置する
レンズ群２１ｂとを具備しており、対物レンズ２１ａが先端部１１の先端面１１ｓ（図１
参照）に露出されるよう設けられている。
【００２４】
 第２の光学系２２は、対物レンズ２２ａと、該対物レンズ２２ａよりも後方に位置する
レンズ群２２ｂとを具備しており、対物レンズ２２ａが先端面１１ｓに露出されるよう先
端部１１内において第１の光学系２１に並設されている。
【００２５】
 絞り板２７は、レンズ群２１ｂ及びレンズ群２２ｂの基端面に貼着されている。絞り板
２７に、第１の光学系２１を通過する第１の光束を絞る絞り孔２７ａと、第２の光学系２
２を通過する第２の光束を絞る絞り孔２７ｂとが形成されている。
【００２６】
 また、撮像ユニット２５は、絞り板２７の後方に、レンズ２３ａ、２３ｂ、２３ｃから
構成された後方レンズ群２３を具備しているとともに、レンズ２３ｃの後方に撮像素子２
４を具備している。
【００２７】
 撮像素子２４は、後述するＣＰＵ８０（図６参照）の駆動制御により、第１の光学系２
１、絞り孔２７ａ、後方レンズ群２３を介して観察した被検体の観察部位の第１の像と、
第２の光学系２２、絞り孔２７ｂ、後方レンズ群２３を介して観察した被検体の観察部位
の第１の像とは視差を有する第２の像とが、後述する遮光シャッタ３５により時差、例え
ば１／３０秒の時差を以て受光面２４ｊ全体に結像されることにより、第１の像と第２の
像とを個別に撮像するものである。
【００２８】
 また、撮像ユニット２５は、第１の光学系２１及び第２の光学系２２の下方に、第１の
光学系２１及び第２の光学系２２に近接して位置するアクチュエータユニット３０を具備
している。
【００２９】
 アクチュエータユニット３０は、図３～図５に示すように、保持部材３１と、マグネッ
トロータ３２と、回動軸３３と、遮光シャッタ３５と、ヨーク３８と、検出コイル４１、
４２と、駆動コイル４４、４５とを具備して主要部が構成されている。
【００３０】
 保持部材３１は、図２に示すように、第１の光学系２１及び第２の光学系２２の下方に
おいて、第１の光学系２１及び第２の光学系２２に近接して位置しており、内部に、回動
軸３３と、マグネットロータ３２と、遮光シャッタ３５の後述する固定部３５ｂと、ヨー
ク３８と、検出コイル４１、４２と、駆動コイル４４、４５とを具備している。
【００３１】
 図３～図５に示すように、回動軸３３は、保持部材３１に対して回動自在に保持されて
おり、該回動軸３３の先端側の外周に、一方の半部にＮ極が形成され、他方の半部にＳ極
が形成されたリング状のマグネットロータ３２が固定されている。即ち、マグネットロー
タ３２は、回動軸３３と一体的に回動する。
【００３２】
 また、回動軸３３の基端に、遮光シャッタ３５の固定部３５ｂが固定されている。遮光
シャッタ３５は、非磁性体の材料から薄板状に形成されているとともに遮光部３５ａと固
定部３５ｂとから主要部が構成されており、固定部３５ｂが回動軸３３の基端に固定され
ることにより回動軸３３とともに回動自在となっている。
【００３３】
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 具体的には、遮光シャッタ３５は、遮光部３５ａが第１の光学系２１の第１の光路２１
ｄを遮る図４に示す第１の位置と、遮光部３５ａが第２の光学系２２の第２の光路２２ｄ
を遮る図３に示す第２の位置との間において回動自在となっている。尚、第１の位置は、
遮光シャッタ３５が保持部材３１のストッパ３１ｂに当接することにより規定され、第２
の位置は、遮光シャッタ３５が保持部材３１のストッパ３１ａに当接することにより規定
される。
【００３４】
 また、遮光シャッタ３５の固定部３５ｂにおける検出コイル４１、４２に対向する面に
、磁性体３９が設けられている。尚、磁性体３９は、固定部３５ｂに一体的に形成されて
いても構わない。
【００３５】
 図５に示すように、ヨーク３８は強磁性体から構成されている。また、ヨーク３８は、
挿入方向Ｓの基端側（以下、単に基端側と称す）に位置するとともに駆動コイル４４、４
５の中空部４４ｃ、４５ｃを通過するＵ字状を有するＵ字部３８ｕを具備するとともに先
端側にマグネットロータ３２の外周の一方側を覆うヨーク３８ａと、該ヨーク３８ａに対
向するとともにマグネットロータ３２の外周の他方側を覆うヨーク３８ｂとを具備してい
る。
【００３６】
 ヨーク３８ａ、３８ｂは、駆動コイル４４、４５に直流電流が付与されると磁場が発生
することにより互いに異なる磁極となる。即ち、ヨーク３８ａがＮ極となるときは、ヨー
ク３８ｂはＳ極となり、ヨーク３８ａがＳ極となるときは、ヨーク３８ｂはＮ極となる。
尚、ヨーク３８ａ、３８ｂに発生する磁極の向きは、駆動コイル４４、４５に付与される
直流電流の向きにより逆転する。
【００３７】
 よって、例えばヨーク３８ａがＮ極となり、ヨーク３８ｂがＳ極の際、マグネットロー
タ３２のヨーク３８ａに対向する側にＳ極が、ヨーク３８ｂに対向する側にＮ極が位置し
ている場合は、各Ｎ極－Ｓ極同士が引き合うことによりマグネットロータ３２、即ち回動
軸３３は回転する。遮光シャッタ３５の回転は、該遮光シャッタ３５がストッパ３１ａに
当接するまで行われる。この際、遮光シャッタ３５は、完全に各Ｎ極とＳ極が向かい合う
位置まで回転せずにストッパ３１ａによって規定される位置まで回転される。
【００３８】
 また、例えばヨーク３８ａがＮ極となり、ヨーク３８ｂがＳ極の際、マグネットロータ
３２のヨーク３８ａに対向する側にＮ極が位置し、ヨーク３８ｂに対向する側にＳ極が位
置している場合は、Ｎ極－Ｎ極、Ｓ極－Ｓ極同士が反発することにより、各Ｎ極－Ｓ極同
士が引き合うまでマグネットロータ３２、即ち回動軸３３は回転する。遮光シャッタ３５
の回転は、該遮光シャッタ３５がストッパ３１ｂに当接するまで行われる。この際、遮光
シャッタ３５は、完全に各Ｎ極とＳ極が向かい合う位置まで回転せずにストッパ３１ｂに
よって規定される位置まで回転される。
【００３９】
 このことにより回動軸３３に固定された遮光シャッタ３５の遮光部３５ａは、第１の位
置と第２の位置との間において回動自在となっている。尚、回動軸３３の回動方向は、駆
動コイル４４、４５に付与される直流電流の向きにより変化する。また、各Ｎ極とＳ極が
向かい合う位置となるまで回転せずにストッパ３１ａ、３１ｂによって固定される。従っ
て、例えば、ヨーク３８aがＮ極からＳ極に変わった際に、各Ｎ極とＳ極が向かい合う位
置にあるときと比較して遮光シャッタ３５の切り替えが容易になる。なお、各Ｎ極とＳ極
が向かい合う位置となるまで回転してもよい。
【００４０】
 図３～図５に示すように、駆動コイル４４、４５は、後述するＣＰＵ８０（図６参照）
の駆動制御により、後述する直流電源回路部８１（図６参照）から直流電流が付与される
ことによってヨーク３８を介してマグネットロータ３２に磁力を付与することにより、遮
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光シャッタ３５を第１の位置から第２の位置へまたは第２の位置から第１の位置へと回動
させるものであり、保持部材３１内において並設されている。
【００４１】
 また、図３～図５に示すように、検出コイル４１、４２は、遮光シャッタ３５の回動に
伴う磁性体３９の回動領域Ｒ１に並設されている。具体的には、検出コイル４１は、駆動
コイル４４の上面に当接した状態で固定されており、検出コイル４２は、駆動コイル４５
の上面に当接した状態で固定されている。尚、検出コイル４１、４２は、少なくとも中空
部４１ｃ、４２ｃが回動領域Ｒ１に位置するよう並設されている。
【００４２】
 さらに、検出コイル４１、４２は、駆動コイル４４、４５に対し、検出コイル４１、４
２の中空部４１ｃ、４２ｃ内の磁界方向Ｊ１と、駆動コイル４４、４５の中空部４４ｃ、
４５ｃ内の磁界方向Ｊ２とが直交するよう並設されている。
【００４３】
 また、検出コイル４１は、図４に示すように、上述した第１の位置において、中空部４
１ｃが磁性体３９によって遮られる位置に設けられており、検出コイル４２は、図３に示
すように、上述した第２の位置において、中空部４２ｃが磁性体３９によって遮られる位
置に設けられている。
【００４４】
 即ち、磁性体３９は、図４に示すように、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動した際
は、検出コイル４１の中空部４１ｃを遮るとともに検出コイル４２の中空部４２ｃを開放
し、図３に示す第２の位置に移動した際は、中空部４２ｃを遮るとともに中空部４１ｃを
開放する大きさ、形に形成されている。
【００４５】
 また、遮光シャッタ３５の遮光部３５ａは、磁性体３９が中空部４１ｃを遮っている際
は、第１の光路２１ｄを遮ることができ、中空部４２ｃを遮っている際は、第２の光路２
２ｄを遮ることができる形状、大きさに形成されている。
【００４６】
 また、検出コイル４１は、検出コイル４２よりもコイル素線の巻き数が多く形成されて
いる。
【００４７】
 検出コイル４１、４２は、後述するＣＰＵ８０（図６参照）の駆動制御により、後述す
る交流電源回路部８２（図６参照）から交流電流が付与されることによって、中空部４１
ｃ、４２ｃを磁性体３９が遮るか否かを交流電流値の変化から検出することにより遮光シ
ャッタ３５の移動を検出する際、用いられるものである。
【００４８】
 次に、遮光シャッタ３５を移動させるとともに該移動を検出する回路を、図６、図７を
用いて示す。図６は、図５の遮光シャッタを移動させるとともに該移動を検出する図１の
内視鏡装置の回路を概略的に示すブロック図、図７は、図２の遮光シャッタの移動に伴っ
て図６のインダクタンス検出部によって検知された第１の位置と第２の位置との間におけ
るインダクタンス変化を示す図表である。
【００４９】
 図６に示すように、内視鏡装置１００は、装置本体５０内に、制御部であるＣＰＵ８０
と、直流電源である直流電源回路部８１と、交流電源である交流電源回路部８２と、イン
ダクタンス検出部８３とを具備している。尚、ＣＰＵ８０と直流電源回路部８１と交流電
源回路部８２とインダクタンス検出部８３とは内視鏡１内に設けられていても構わない。
【００５０】
 直流電源回路部８１は、ＣＰＵ８０及び駆動コイル４４、４５に電気的に接続されてお
り、ＣＰＵ８０の駆動制御により、駆動コイル４４、４５に直流電流を付与するものであ
る。
【００５１】
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 交流電源回路部８２は、ＣＰＵ８０、検出コイル４１、４２、インダクタンス検出部８
３に電気的に接続されており、ＣＰＵ８０の駆動制御により、検出コイル４１、４２に交
流電流を付与するものである。
【００５２】
 尚、交流電源回路部８２は、内視鏡装置１００の電源オンの際、常時検出コイル４１、
４２に交流電流を付与していても構わないし、遮光シャッタ３５の回動位置を検出すると
きのみ交流電流を付与しても構わない。
【００５３】
 インダクタンス検出部８３は、検出コイル４１、４２、交流電源回路部８２、ＣＰＵ８
０に電気的に接続されており、ＣＰＵ８０の駆動制御により、検出コイル４１、４２の中
空部４１ｃ、４２ｃを磁性体３９が遮った際に発生する後述するインダクタンスＬ（図７
参照）の変化を検知するものである。
【００５４】
 ＣＰＵ８０には、直流電源回路部８１、交流電源回路部８２、インダクタンス検出部８
３の他、計測スイッチ１５ｉ、モニタ５５が電気的に接続されている。
【００５５】
 ＣＰＵ８０は、操作者により、計測スイッチ１５ｉがオン操作された際、直流電源回路
部８１を介して駆動コイル４４、４５に直流電流を付与する制御を行うことにより遮光シ
ャッタ３５を第２の位置へと移動させて、撮像素子２４の受光面２４ｊに上述した第１の
像を結像させた後、遮光シャッタ３５を第１の位置へと移動させて受光面２４ｊに第２の
像を結像させ、時差を有して撮像された静止画像である第１の像及び第２の像から上述し
た観察部位の大きさ、深さ等の計測を上述した手法により行う。
【００５６】
 また、ＣＰＵ８０は、交流電源回路部８２を介して検出コイル４１、４２に交流電流を
付与する制御を行うことにより、中空部４１ｃ、４２ｃに発生する磁界が磁性体３９によ
って遮られた際のインダクタンスＬの変化を、インダクタンス検出部８３を介して交流電
流の値から検出することにより、遮光シャッタ３５の回動移動を検出する。
【００５７】
 具体的には、ＣＰＵ８０は、図７に示すように、磁性体３９が遮光シャッタ３５の回動
に伴い、第１の位置及び第２の位置において各検出コイル４１、４２の中空部４１ｃ、４
２ｃの磁界を遮ることによって発生するインダクタンスＬの値Ｌ１、Ｌ２の各検出コイル
４１、４２の巻き数の違いによる差Ｌｘを、インダクタンス検出部８３を介して検出する
ことにより、遮光シャッタ３５が第１の位置から第２の位置へと移動したことまたは第２
の位置から第１の位置へと移動したことを検出する。
【００５８】
 即ち、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ３５が移動後、インダクタンスＬの値がＬｘだけ増
加しＬ１になったと検出した場合には、遮光シャッタ３５が、図４に示すように、磁性体
３９が中空部４１ｃを塞ぐとともに遮光部３５ａが第１の光路２１ｄを遮る第１の位置に
移動したと検出し、インダクタンスＬの値がＬｘだけ減少しＬ２になったと検出した場合
には、遮光シャッタ３５が、図３に示すように、磁性体３９が中空部４２ｃを塞ぐととも
に遮光部３５ａが第２の光路２２ｄを遮る第２の位置に移動したと検出する。
【００５９】
 また、ＣＰＵ８０は、図７に示すように、磁性体３９が遮光シャッタ３５の回動に伴い
各検出コイル４１、４２の中空部４１ｃ、４２ｃの磁界を開放することによって発生する
インダクタンスＬの値におけるＬ１、Ｌ２から著しく減少したＬ３を、インダクタンス検
出部８３を介して検出することにより、遮光シャッタ３５が第１の位置と第２の位置との
間に位置していることを検出する。
【００６０】
 さらに、ＣＰＵ８０は、各検出コイル４１、４２に交流電流が付与されている間におい
て、駆動コイル４４、４５に直流電流が付与されてもインダクタンスＬの変化が検出でき
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ない際、遮光シャッタ３５が非移動状態であることをインダクタンス検出部８３を介して
検出し、撮像素子２４を介して得られた観察部位の計測値が、上述したように先端部１１
が動いてしまった結果、同一光学系を介して時差を有して撮像された２つの画像から得た
不正確な値であることを、例えばモニタ５５を介して警告する制御を行う。尚、警告は、
表示に限らず、音等であっても構わない。
【００６１】
 次に、本実施の形態の作用について説明する。
【００６２】
 先ず、ＣＰＵ８０から駆動コイル４４、４５への直流電流の付与制御が停止されている
状態において、遮光シャッタ３５が、図４に示す磁性体３９が中空部４１ｃを遮り、遮光
部３５ａが第１の光路２１ｄを遮る第１の位置に移動している際は、上述したように、保
持部材３１に設けられたストッパ３１ｂにより、遮光シャッタ３５は、一方向に第１の位
置よりも回転してしまうことが防がれている。尚、駆動コイル４４、４５への直流電流の
駆動制御を停止している場合、ヨーク３８は強磁性体として働くので、マグネットロータ
のＮ極、Ｓ極のうちヨークに近い側の極が引き寄せられる。従って、この場合ヨーク３８
ａとマグネットロータ３２のＮ極の引き合い、ヨーク３８ｂのＮ極とマグネットロータ３
２のＳ極の引き合いが維持されるため、遮光シャッタ３５が第１の位置から移動してしま
うことがない。
【００６３】
 また、この第１の位置においては、操作者により計測スイッチ１５ｉがオンされた際は
、ＣＰＵ８０は、直流電源回路部８１を駆動制御することにより、駆動コイル４４、４５
に直流電流を付与するとともに、交流電源回路部８２を駆動制御することにより、検出コ
イル４１、４２に交流電流を付与する。ＣＰＵ８０は、磁性体３９が中空部４１ｃを遮り
、中空部４２ｃを開放することにより、インダクタンスＬの値がＬ１であることを交流電
流の電流値からインダクタンス検出部８３を介して検出する。よって、ＣＰＵ８０は、遮
光シャッタ３５が第１の位置に位置していることを検出する。尚、ＣＰＵ８０は、モニタ
５５に遮光シャッタ３５が第１の位置に位置している旨を表示しても良い。
【００６４】
 尚、仮に異物等によって、ＣＰＵ８０から駆動コイル４４、４５への直流電流の付与制
御が停止されている状態において、遮光シャッタ３５が第１の位置と第２の位置との間に
位置している場合、即ち、遮光部３５ａが第１の光路２１ｄ、第２の光路２２ｄのいずれ
も遮っていない状態において、操作者により計測スイッチ１５ｉがオンされた際は、ＣＰ
Ｕ８０は、直流電源回路部８１を駆動制御することにより、駆動コイル４４、４５に直流
電流を付与するとともに、交流電源回路部８２を駆動制御することにより、検出コイル４
１、４２に交流電流を付与する。
【００６５】
 この際、磁性体３９は、中空部４１ｃ、４２ｃのいずれも遮っていないため、インダク
タンス検出部８３を介して検出されるインダクタンスＬは、図７に示すように第１の位置
、第２の位置よりも著しく減少した値Ｌ３が検出されることから、ＣＰＵ８０は、遮光シ
ャッタ３５が第１の位置と第２の位置との間に位置していることを、インダクタンス検出
部８３を介して検出し、ＣＰＵ８０は、モニタ５５に警告表示を行う。
【００６６】
 次いで、遮光シャッタ３５を第１の位置から第２の位置へと移動させる際は、駆動コイ
ル４４、４５へ、直流電流を付与することにより、例えば、ヨーク３８のヨーク３８ａが
Ｎ極となり、ヨーク３８ｂがＳ極となる。
【００６７】
 その結果、マグネットロータ３２のＮ極がヨーク３８ａのＮ極と反発し、マグネットロ
ータのＳ極がヨーク３８ｂのＳ極と反発し、その後、マグネットロータ３２のＳ極がヨー
ク３８ａのＮ極と引かれ、マグネットロータのＮ極がヨーク３８ｂのＳ極に引かれること
により、マグネットロータ３２は他方向に回転する。
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【００６８】
 このことにより、遮光シャッタ３５は、図３に示す磁性体３９が中空部４２ｃを遮り、
遮光部３５ａが第２の光路２２ｄを遮る第２の位置へと移動する。尚、保持部材３１に設
けられたストッパ３１ａにより、遮光シャッタ３５は、他方向に第２の位置よりも回転し
てしまうことが防がれている。
【００６９】
 また、この際、ＣＰＵ８０は、磁性体３９が中空部４２ｃを遮り、中空部４１ｃを開放
することにより、インダクタンスＬの値がＬ１からＬ２へ減少したこと、即ち、差Ｌｘを
交流電流の電流値の変化からインダクタンス検出部８３を介して検出する。よって、ＣＰ
Ｕ８０は、遮光シャッタ３５が第２の位置に移動したことを検出する。尚、ＣＰＵ８０は
、モニタ５５に遮光シャッタ３５が第２の位置へと移動した旨を表示しても良い。
【００７０】
 尚、この際、インダクタンスＬの値が変化しない場合は、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ
３５が第２の位置へと移動していないと検出して、モニタ５５に警告表示を行う。
【００７１】
 遮光シャッタ３５が第２の位置へと移動した後、第１の光学系２１、絞り孔２７ａ、後
方レンズ群２３を介して、撮像素子２４の受光面２４ｊに、第１の光路２１ｄを通過した
第１の光束が結像し、第１の像が撮像される。
【００７２】
 遮光シャッタ３５が第２の位置へと移動した後は、ＣＰＵ８０は、駆動コイル４４、４
５への直流電流の付与制御を停止する。尚、駆動コイル４４、４５への直流電流の駆動制
御を停止すると、ヨーク３８ｂは強磁性体として働くので、マグネットロータのＮ極、Ｓ
極のうちヨークに近い側の極が引き寄せられる。従って、この場合ヨーク３８ａのＮ極と
マグネットロータ３２のＳ極の引き合い、ヨーク３８ｂのＳ極とマグネットロータ３２の
Ｎ極の引き合いが維持されるため、遮光シャッタ３５が第２の位置から移動してしまうこ
とがない。
【００７３】
 次いで、遮光シャッタ３５を第２の位置から第１の位置へと移動させる際は、駆動コイ
ル４４、４５へ、遮光シャッタ３５を第１の位置から第２の位置へと移動させたときと反
対の向きの直流電流を付与することにより、例えば、ヨーク３８のヨーク３８ａがＳ極と
なり、ヨーク３８ｂがＮ極となる。
【００７４】
 その結果、マグネットロータ３２のＳ極がヨーク３８ａのＳ極と反発し、マグネットロ
ータのＮ極がヨーク３８ｂのＮ極と反発し、その後、マグネットロータ３２のＮ極がヨー
ク３８ａのＳ極と引かれ、マグネットロータのＳ極がヨーク３８ｂのＮ極に引かれること
により、マグネットロータ３２は一方向に回転する。
【００７５】
 このことにより、遮光シャッタ３５は、図４に示す磁性体３９が中空部４１ｃを遮り、
遮光部３５ａが第１の光路２１ｄを遮る第１の位置へと移動する。尚、保持部材３１に設
けられたストッパ３１ｂにより、遮光シャッタ３５は、一方向に第１の位置よりも回転し
てしまうことが防がれている。
【００７６】
 また、この際、ＣＰＵ８０は、磁性体３９が中空部４１ｃを遮り、中空部４２ｃを開放
することにより、インダクタンスＬの値がＬ２からＬ１へ増加したこと、即ち、差Ｌｘを
交流電流の電流値の変化からインダクタンス検出部８３を介して検出する。よって、ＣＰ
Ｕ８０は、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動したことを検出する。尚、ＣＰＵ８０は
、モニタ５５に遮光シャッタ３５が第１の位置へと移動した旨を表示しても良い。
【００７７】
 尚、この際、インダクタンスＬの値が変化しない場合は、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ
３５が第１の位置へと移動していないと検出して、モニタ５５に警告表示を行う。
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【００７８】
 遮光シャッタ３５が第１の位置へと移動した後、第２の光学系２２、絞り孔２７ｂ、後
方レンズ群２３を介して、撮像素子２４の受光面２４ｊに、第２の光路２２ｄを通過した
第２の光束が結像し、第２の像が撮像される。
【００７９】
 遮光シャッタ３５が第１の位置へと移動した後は、ＣＰＵ８０は、駆動コイル４４、４
５への直流電流の付与制御を停止する。尚、上述したように、駆動コイル４４、４５への
直流電流の駆動制御を停止している場合、ヨーク３８は強磁性体として働くので、マグネ
ットロータのＮ極、Ｓ極のうちヨークに近い側の極が引き寄せられる。従って、この場合
ヨーク３８ａとマグネットロータ３２のＮ極の引き合い、ヨーク３８ｂのＮ極とマグネッ
トロータ３２のＳ極の引き合いが維持されるため、遮光シャッタ３５が第１の位置から移
動してしまうことがない。
【００８０】
 最後に、ＣＰＵ８０によって、撮像素子２４によって撮像された静止画像である第１の
像及び第２の像から観察部位の計測が行われる。尚、上述した作用では、第１の像を撮像
した後、第２の像を撮像する場合を例に挙げて示したが、これとは反対であっても構わな
いことは勿論である。
【００８１】
 このように、本実施の形態においては、遮光シャッタ３５の移動を、検出コイル４１、
４２を用いて検出すると示した。
【００８２】
 具体的には、ＣＰＵ８０は、検出コイル４１、４２に交流電流を付与した状態において
、駆動コイル４４、４５に直流電流を付与して遮光シャッタ３５を移動させた際、磁性体
３９が中空部４１ｃを遮っているときは、インダクタンス検出部８３を介してインダクタ
ンスＬ１を検出することにより、遮光シャッタ３５が第１の光路２１ｄを遮る第１の位置
に移動したと検出すると示した。また、ＣＰＵ８０は、磁性体３９が中空部４２ｃを遮っ
ているときは、インダクタンス検出部８３を介してインダクタンスＬ２を検出し、インダ
クタンスＬの差Ｌｘを検出することにより、遮光シャッタ３５が第２の光路２２ｄを遮る
第２の位置に第１の位置から移動したと検出すると示した。さらに、ＣＰＵ８０は、磁性
体３９が中空部４１ｃ、４２ｃのいずれも遮っていない場合は、インダクタンス検出部８
３を介してインダクタンスＬにおけるＬ１、Ｌ２値から著しく減少した値Ｌ３を検出する
ことにより、遮光シャッタ３５が第１の光路２１ｄ及び第２の光路２２ｄを遮っていない
第１の位置と第２の位置との間に移動したと検出すると示した。
【００８３】
 さらに、ＣＰＵ８０は、駆動コイル４４、４５に直流電流の付与制御を行ったにも関わ
らず、遮光シャッタ３５が非移動状態である場合は、モニタ５５に警告表示を行うと示し
た。
【００８４】
 このことによれば、操作者は、計測スイッチ１５ｉをオンした後、モニタ５５に警告表
示が表示されなければ、第１の光路２１ｄを介して撮像された第１の像と、第２の光路２
２を介して撮像された第２の像とから、正確に観察部位の計測が行われていることを容易
に確認することができる。
【００８５】
 また、遮光シャッタ３５の移動の検出を、２つの検出コイル４１、４２のみで行うこと
ができることから、従来のようなホール素子を用いる場合よりもアクチュエータユニット
３０が内部に設けられる先端部１１を小径化及び挿入方向Ｓに短小化することができる。
【００８６】
 さらに、検出コイル４１、４２を駆動コイル４４、４５の上面に当接させて固定すると
ともに、磁界方向Ｊ１、Ｊ２を直交させることにより、検出コイル４１、４２をコンパク
トに配置することができるため、先端部１１を小径化及び挿入方向Ｓに短小化することが
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できる。
【００８７】
 さらには、アクチュエータユニット３０は、先端部１１内における第１の光学系２１及
び第２の光学系２２の下方の空き空間にコンパクトに配置されていることから、従来より
も先端部１１を小径化及び挿入方向Ｓに短小化することができる。
【００８８】
 以上から、遮光シャッタ３５の移動を確実に検出できることにより高精度かつ正確な観
察部位の計測を先端部１１の小径化及び短小化とともに実現できる構成を具備する内視鏡
装置１００を提供することができる。
【００８９】
 尚、以下、変形例を示す。　
 上述した本実施の形態においては、検出コイル４１は、検出コイル４２よりもコイル素
線の巻き数が多く形成されていることにより、第１の位置でのインダクタンスＬの値Ｌ１
が、第２の位置でのインダクタンスＬの値Ｌ２よりもＬｘだけ大きくなることにより、Ｃ
ＰＵ８０は、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動しているか、第２の位置に移動してい
るか検出すると示した。
【００９０】
 これに限らず、検出コイル４１、４２のコイル素線の巻き数を同じにしておき、駆動コ
イル４４、４５に付与する直流電流の向きにより、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動
しているか、第２の位置に移動しているかを検出しても構わない。
【００９１】
 さらに、以下、変形例を、図８を用いて示す。図８は、図６の駆動コイルと検出コイル
とを直列に接続した変形例における、遮光シャッタを移動させるとともに該移動を検出す
る図１の内視鏡装置の回路を概略的に示すブロック図である。
【００９２】
 上述した本実施の形態においては、駆動コイル４４、４５には、直流電源回路部８１が
電気的に接続され、ＣＰＵ８０の駆動制御により、駆動コイル４４、４５には、直流電源
回路部８１から直流電流が付与されると示した。
【００９３】
 また、検出コイル４１、４２には、交流電源回路部８２が電気的に接続され、検出コイ
ル４１、４２には、ＣＰＵ８０の駆動制御により、交流電源回路部８２から交流電流が付
与されると示した。
【００９４】
 即ち、駆動コイル４４、４５に直流電流を付与する回路と、検出コイル４１、４２に交
流電流を付与する回路とは別々に設けると示した。
【００９５】
 これに限らず、図８に示すように、駆動コイル４４、４５と検出コイル４１、４２とを
直列接続し、ＣＰＵ８０は、直流電源回路部８１からの直流電流と、交流電源回路部８２
からの交流電流とを重畳部８４において重畳し、駆動コイル４４、４５及び検出コイル４
１、４２に対して直流電流及び交流電流を重畳して付与する制御を行っても構わない。尚
、この場合における遮光シャッタ３５を回動させるＣＰＵ８０の制御と、遮光シャッタ３
５の移動を検出するＣＰＵ８０の制御は、直流電流及び交流電流を重畳して付与する以外
は、上述した本実施の形態と同じである。
【００９６】
 このような構成によっても、上述した本実施の形態と同様の効果を得ることができる他
、駆動コイル４４、４５と検出コイル４１、４２とを直列接続することから、直流電流及
び交流電流を付与する配線数を４本から２本へと減らすことができるため、先端部１１内
の限られたスペースを有効に利用することができる。
【００９７】
（第２実施の形態）
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 図９は、本実施の形態の内視鏡装置における内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた撮
像ユニットのアクチュエータユニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板ととも
に示す斜視図、図１０は、図９の第１の光学系の第１の光路を遮光シャッタにより遮った
アクチュエータユニットを、第１の光学系、第２の光学系及び絞り板とともに示す斜視図
である。
【００９８】
 また、図１１は、遮光シャッタの第１の位置と第２の位置との間に移動に伴い、一定時
間において図９、図１０の検出コイルの中空部を磁性体が遮った際のインダクタンス検出
部によって検出されたインダクタンス変化を示す図表である。
【００９９】
 この第２実施の形態の内視鏡装置の構成は、上述した図１～図７に示した第１実施の形
態の内視鏡装置と比して、検出コイルが１つのみから構成されている点が異なる。よって
、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明
は省略する。
【０１００】
 図９、図１０に示すように、本実施の形態においては、アクチュエータユニット３０は
、保持部材３１と、マグネットロータ３２と、回動軸３３と、遮光シャッタ３５と、ヨー
ク３８と、駆動コイル４４、４５と、検出コイル１４０とを具備して主要部が構成されて
いる。
【０１０１】
 また、本実施の形態においても、遮光シャッタ３５は、遮光部３５ａが第１の光学系２
１の第１の光路２１ｄを遮る図１０に示す第１の位置と、遮光部３５ａが第２の光学系２
２の第２の光路２２ｄを遮る図９に示す第２の位置との間において回動自在となっている
。尚、遮光シャッタ３５を第１の位置と第２の位置との間において駆動コイル４４、４５
を用いて移動させる構成は、上述した第１実施の形態と同じである。
【０１０２】
 また、本実施の形態においても、遮光シャッタ３５の固定部３５ｂにおける検出コイル
１４０に対向する面に、磁性体３９が設けられている。
【０１０３】
 さらに、本実施の形態においては、磁性体３９は、図９、図１０に示すように、遮光シ
ャッタ３５が第１の位置と第２の位置との間において移動した際は、第１の位置と第２の
位置との間において、検出コイル１４０の中空部１４０ｃを遮るとともに、第１の位置ま
たは第２の位置に移動した際は、中空部１４０ｃを開放する大きさ、形に形成されている
。
【０１０４】
 尚、本実施の形態においては、後述するように検出コイル１４０は１つのみであること
から、磁性体３９は、遮光シャッタ３５の全面を覆う大きさに形成されていても構わない
。さらには、遮光シャッタ３５自体が磁性体３９から構成されていても構わない。
【０１０５】
 また、図９、図１０に示すように、本実施の形態においては、検出コイル１４０は、１
つから構成されており、検出コイル１４０は、少なくとも中空部１４０ｃが遮光シャッタ
３５の回動に伴う磁性体３９の回動領域Ｒ１に位置している。具体的には、検出コイル１
４０は、駆動コイル４４、４５の上面において、駆動コイル４４と駆動コイル４５と間の
位置に対し当接した状態で固定されている。
【０１０６】
 さらに、本実施の形態においても、図示しないが、検出コイル１４０は、駆動コイル４
４、４５に対し、検出コイル１４０の中空部１４０ｃ内の磁界方向Ｊ１と、駆動コイル４
４、４５の中空部４４ｃ、４５ｃ内の磁界方向Ｊ２とが直交するよう設けられている。
【０１０７】
 また、検出コイル１４０は、図９、図１０に示すように、遮光シャッタ３５の第１の位
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置と第２の位置との間の位置に設けられている。
【０１０８】
 よって、遮光シャッタ３５の遮光部３５ａは、磁性体３９が中空部１４０ｃを遮ってい
る際は、第１の光路２１ｄ及び第２の光路２２ｄのどちらも遮ることがない形状、大きさ
に形成されている。言い換えれば、磁性体３９が中空部１４０ｃを遮っていない際は、第
１の光路２１ｄまたは第２の光路２２ｄのいずれかを遮る形状、大きさに形成されている
。
【０１０９】
 検出コイル１４０は、ＣＰＵ８０の駆動制御により、交流電源回路部８２から交流電流
が付与されることによって、中空部１４０ｃを磁性体３９が遮るか否かを検出することに
より遮光シャッタ３５の移動を検出する際、用いられるものである。
【０１１０】
 本実施の形態においては、交流電源回路部８２は、ＣＰＵ８０の駆動制御により、検出
コイル１４０に交流電流を付与する。
【０１１１】
 尚、本実施の形態においても、交流電源回路部８２は、内視鏡装置１００の電源オンの
際、常時検出コイル１４０に交流電流を付与していても構わないし、遮光シャッタ３５の
回動位置を検出するときのみ交流電流を付与しても構わない。
【０１１２】
 また、本実施の形態においては、インダクタンス検出部８３は、ＣＰＵ８０の駆動制御
により、検出コイル１４０の中空部１４０ｃを磁性体３９が遮った際のインダクタンスＬ
の変化を検知するものである。
【０１１３】
 また、本実施の形態においては、ＣＰＵ８０は、交流電源回路部８２を介して検出コイ
ル１４０に交流電流を付与する制御を行うことにより、中空部１４０ｃに発生する磁界が
磁性体３９によって遮られた際のインダクタンスＬの変化を、インダクタンス検出部８３
を介して交流電流の値から検出することにより、遮光シャッタ３５の回動移動を検出する
。
【０１１４】
 具体的には、ＣＰＵ８０は、図１１に示すように、磁性体３９が、遮光シャッタ３５の
第１の位置と第２の位置との間の移動に伴い、中空部１４０ｃの磁界を一時的に遮ること
により、一定時間ｔにおいてインダクタンスＬが一時的に増加したことを検出した際、遮
光シャッタ３５が第１の位置から第２の位置へと移動したことまたは第２の位置から第１
の位置へと移動したことを検出する。
【０１１５】
 さらに、ＣＰＵ８０は、各検出コイル１４０に交流電流が付与されている間において、
駆動コイル４４、４５に直流電流が付与されてもインダクタンスＬの変化が検出できない
際、遮光シャッタ３５が非移動状態であることを検出し、撮像素子２４を介して得られた
観察部位の計測値が不正確であることを、例えばモニタ５５を介して警告する制御を行う
。尚、警告は、表示に限らず、音等であっても構わない。
【０１１６】
 尚、その他の構成は、上述した第１実施の形態と同じである。
【０１１７】
 次に、本実施の形態の作用について説明する。尚、以下に示す作用は、第１実施の形態
と異なる箇所のみ説明する。
【０１１８】
 先ず、駆動コイル４４、４５に直流電流を付与することにより、遮光シャッタ３５を第
１の位置から第２の位置へまたは第２の位置から第１の位置へと移動させた際は、遮光シ
ャッタ３５の移動に伴い、磁性体３９は、検出コイル１４０の中空部１４０ｃを移動しな
がら一時的に遮る。
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【０１１９】
 この際、ＣＰＵ８０は、一定時間ｔにおいて、磁性体３９が一時的に中空部１４０ｃの
磁界を遮ることにより、図１１に示すように、インダクタンスＬの値が一時的に増加した
ことを交流電流の電流値の変化からインダクタンス検出部８３を介して検出する。よって
、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ３５が第１の位置から第２の位置または第２の位置から第
１の位置へと移動したことを検出する。尚、ＣＰＵ８０は、モニタ５５に遮光シャッタ３
５が第１の位置または第２の位置へと移動した旨を表示しても良い。
【０１２０】
 尚、この際、インダクタンスＬの値が変化しない場合は、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ
３５が第１の位置または第２の位置へと移動していないと検出して、モニタ５５に警告表
示を行う。
【０１２１】
 また、本実施の形態の構成では、検出コイルは１つしか設けられていないため、遮光シ
ャッタ３５が第１の位置から第２の位置へと移動したこと、または第２の位置から第１の
位置へと移動したことは検出することができるが、上述した第１実施の形態のように、遮
光シャッタ３５の回動方向、即ち、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動しているか、第
２の位置に移動しているかを検出コイル１４０によって検出することはできない。
【０１２２】
 しかしながら、駆動コイル４４、４５に付与する直流電流の向きにより、遮光シャッタ
３５が第１の位置に移動しているか、第２の位置に移動しているかを検出することができ
る。尚、その他の作用は、上述した第１実施の形態と同じである。
【０１２３】
 このような構成によれば、検出コイルは１つのみで良いことから、アクチュエータユニ
ット３０の構成が簡略化される他、先端部１１の小径化及び短小化を第１実施の形態より
もより実現することができる。尚、その他の効果は、上述した第１実施の形態と同じであ
る。
【０１２４】
 尚、以下、変形例を、図１２を用いて示す。図１２は、第１の位置または第２の位置に
図９、図１０の検出コイルを設けた際のインダクタンス検出部によって検出された遮光シ
ャッタの第１の位置と第２の位置との間におけるインダクタンス変化を示す図表である。
【０１２５】
 上述した本実施の形態においては、検出コイル１４０は、磁性体３９の回動領域Ｒ１に
おいて、第１の位置と第２の位置との間の位置に設けられていると示した。
【０１２６】
 これに限らず、検出コイル１４０は、回動領域Ｒ１において、第１の位置または第２の
位置に設けられていても構わない。
【０１２７】
 この場合、磁性体３９は、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動した際、検出コイル１
４０の中空部１４０ｃを遮るとともに、第２の位置に移動した際は、中空部１４０ｃを開
放する大きさ、形に形成されている。
【０１２８】
 このような構成においては、例えば検出コイル１４０が第１の位置に設けられている場
合には、ＣＰＵ８０は、磁性体３９が遮光シャッタ３５の第２の位置から第１の位置への
移動に伴い第１の位置において検出コイル１４０の中空部１４０ｃを遮れば、図１２に示
すように、インダクタンスＬが著しく増加したことを検出することができるため、遮光シ
ャッタ３５が第２の位置から第１の位置へと移動したことを定常的に検出することができ
る。
【０１２９】
 また、ＣＰＵ８０は、磁性体３９が遮光シャッタ３５の第１の位置から第２の位置への
移動に伴い第２の位置において検出コイル１４０の中空部１４０ｃを開放すれば、図１２
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に示すように、インダクタンスＬが著しく減少したことを検出することができるため、遮
光シャッタ３５が第１の位置から第２の位置へと移動したことを定常的に検出することが
できる。尚、以上のことは、検出コイル１４０が第２の位置に設けられている場合でも同
様である。また、その他の効果は、上述した本実施の形態と同様である。
【０１３０】
（第３実施の形態）
 図１３は、本実施の形態の内視鏡装置における内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた
撮像ユニットのアクチュエータユニットに対して着脱自在なフレキシブル基板に、検出コ
イルが設けられた構成を示す斜視図である。
【０１３１】
 この第３実施の形態の内視鏡装置の構成は、上述した図１～図７に示した第１実施の形
態の内視鏡装置、図９～図１１に示した第２実施の形態の内視鏡装置と比して、検出コイ
ルがフレキシブル基板に構成されている点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、
第１、第２実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０１３２】
 また、本実施の形態においては、第２実施の形態と同様、検出コイルを１つだけ用いる
場合を例に挙げて説明する。
【０１３３】
 図１３に示すように、本実施の形態においては、アクチュエータユニット３０に、フレ
キシブル基板７０が着脱自在となっている。
【０１３４】
 フレキシブル基板７０は、保持部材３１の基端面に貼着される第１の部位７０ａと、絞
り板２７の基端面において、第１の光学系２１と重なる部位に貼着される第２の部位７０
ｂとから主要部が構成されている。
【０１３５】
 第２の部位７０ｂの絞り板２７の絞り孔２７ａに重なる位置には、絞り孔２７ａと略同
じ大きさを有する開口７０ｂｃが形成されている。開口７０ｂｃは、第１の光束を後方レ
ンズ群２３に入光させるものである。
【０１３６】
 また、第２の部位７０ｂの基端面において、開口７０ｂｃを取り囲む位置に、コイルパ
ターンとして形成された検出コイル２４０が設けられている。よって、開口７０ｂｃは、
検出コイル２４０の中空部２４０ｃを構成している。
【０１３７】
 尚、本実施の形態においても、遮光シャッタ３５は、遮光部３５ａが第１の光学系２１
の第１の光路２１ｄを遮る第１の位置と、遮光部３５ａが第２の光学系２２の第２の光路
２２ｄを遮る第２の位置との間において回動自在となっている。尚、遮光シャッタ３５を
第１の位置と第２の位置との間において駆動コイル４４、４５を用いて移動させる構成は
、上述した第１、第２実施の形態と同じである。
【０１３８】
 また、本実施の形態においても、遮光シャッタ３５の遮光部３５ａにおける検出コイル
２４０に対向する面に、磁性体３９が設けられている。
【０１３９】
 磁性体３９は、遮光シャッタ３５が第１の位置に移動した際、検出コイル２４０の中空
部２４０ｃを遮るとともに、第２の位置に移動した際は、中空部２４０ｃを開放する大き
さ、形に形成されている。
【０１４０】
 尚、本実施の形態においても、第２実施の形態と同様に、磁性体３９は、遮光シャッタ
３５の全面を覆う大きさに形成されていても構わない。さらには、遮光シャッタ３５自体
が磁性体３９から構成されていても構わない。
【０１４１】



(19) JP WO2015/001852 A1 2015.1.8

10

20

30

40

50

 また、本実施の形態においては、検出コイル２４０は、１つから構成されており、フレ
キシブル基板７０の第２の部位７０ｂが絞り板２７に貼着された後、遮光シャッタ３５が
第１の光路２１ｄを塞ぐとともに磁性体３９が中空部２４０ｃを塞ぐ第１の位置に設けら
れている。即ち、検出コイル２４０は、少なくとも中空部２４０ｃが第１の光路２１ｄと
第２の光路２２ｄとを結ぶ領域Ｒ２内における遮光シャッタ３５の第１の位置に設けられ
ている。
【０１４２】
 さらに、本実施の形態においても、図示しないが、検出コイル２４０は、駆動コイル４
４、４５に対し、検出コイル２４０の中空部２４０ｃ内の磁界方向Ｊ１と、駆動コイル４
４、４５の中空部４４ｃ、４５ｃ内の磁界方向Ｊ２とが直交するよう設けられている。
【０１４３】
 このような構成においても、上述した第２実施の形態の変形例と同様に、ＣＰＵ８０は
、遮光シャッタ３５の第２の位置から第１の位置への移動に伴い磁性体３９が第１の位置
において検出コイル２４０の中空部２４０ｃを遮れば、図１２に示すように、インダクタ
ンスＬが著しく増加したことを検出することができるため、遮光シャッタ３５が第２の位
置から第１の位置へと移動したことを定常的に検出することができる。
【０１４４】
 また、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ３５の第１の位置から第２の位置への移動に伴い磁
性体３９が第２の位置において検出コイル２４０の中空部２４０ｃを開放すれば、図１２
に示すように、インダクタンスＬが著しく減少したことを検出することができるため、遮
光シャッタ３５が第１の位置から第２の位置へと移動したことを定常的に検出することが
できる。尚、以上のことは、検出コイル２４０がフレキシブル基板７０により第２の位置
に設けられている場合でも同様である。
【０１４５】
 尚、その他の構成、作用は、上述した第２実施の形態と同じである。
【０１４６】
 また、領域Ｒ２において、フレキシブル基板７０を用いて、検出コイル２４０を第１の
位置と第２の位置との間に設けることにより、第２実施の形態と同様の作用、効果を生じ
させても構わない。
【０１４７】
 さらに、フレキシブル基板７０の第２の部位７０ｂの基端面において、検出コイルを２
つ設け、第２の部位７０ｂを絞り板２７の基端面に貼着した際、領域Ｒ２の第１の位置及
び第２の位置に検出コイルを位置させることにより、第１実施の形態と同様の作用、効果
を生じさせても構わない。
【０１４８】
 このような構成によれば、検出コイルをアクチュエータユニット３０から分離して設け
ることができるため、即ち、保持部材３１から分離して設けることができるため、保持部
材３１を小型化できることから、第１、第２実施の形態よりも先端部１１の小径化及び短
小化を実現することができる他、検出コイルへの配線が簡単になるため作業性及び組立性
が向上する。尚、小型化を無視すれば、フレキシブル基板７０を用いて検出コイルを保持
部材３１内に設けても構わない。尚、その他の効果は、上述した第１、第２実施の形態と
同じである。
【０１４９】
 尚、以下、変形例を示す。上述した第１、第２実施の形態においては、検出コイル４１
、４２、１４０は、駆動コイル４４、４５の上面に当接するよう、領域Ｒ１内に設けられ
ていると示したが、これに限らず、第３実施の形態に示したように、絞り板２７の基端面
における領域Ｒ２内において絞り板２７に固定されていても構わないことは勿論である。
【０１５０】
 また、上述した第１～第３実施の形態においては、撮像素子２４によって撮像された第
１の像及び第２の像の２つの静止画像からＣＰＵ８０は、観察部位の計測を行うと示した
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が、これに限らず、第１の像と第２の像とを遮光シャッタ３５を移動させることにより時
差を有して繰り返し撮像することにより、複数の第１の像及び第２の像から３次元の動画
像を撮像し、該動画像から観察部位の計測を行っても構わないことは云うまでもない。
【０１５１】
 尚、このような構成においては、ＣＰＵ８０は、遮光シャッタ３５の移動検出を行う際
、駆動コイル４４、４５に直流電流を付与後、インダクタンスＬの変化が検出できないこ
とを、例えば３回続けて検出できない場合にのみ、モニタ５５に警告表示を行っても構わ
ない。
【０１５２】
 さらに、上述した第１～第３実施の形態においては、工業用の内視鏡装置を例に挙げて
示したが、医療用の内視鏡装置に適用しても構わないことは云うまでもない。
【０１５３】

　本出願は、２０１３年７月４日に日本国に出願された特願２０１３－１４０８０８号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲、
図面に引用されたものである。

【図１】 【図２】
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